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perpendicular to the chute to the guide and adjusting support with the possibility of adjust-
ing the pressure force of the holder on the surface of the parts, at the same time the screw 
communicates with the holder by means of a support plate and balls, and the holder –
with a diamond by means of an indenter.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţiile se referă la domeniul construcţiilor de maşini, 
şi anume la instalaţiile de prelucrare superfi cială prin deformare plastică şi prin vibronetezi-
re cu diamant a suprafeţelor interioare și exterioare ale pieselor cilindrice. Instalaţiile propu-
se permit realizarea procesului de vibronetezire automat, prelucrarea loturilor mari de piese 
dintr-o singură reglare a portsculei cu un singur indentor. Se evidenţiază prin simplitatea 
construcţiei, posibilitatea de prelucrare a suprafeţei interioare și exterioare a pieselor cu 
diferite diametre, totodată se exclude procesul de fi xare a semifabricatelor, ce conduce la 
realizarea continuă a prelucrării.

B 49  INSTALAŢIE DE USCARE PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME / DRYING PLANT FOR FRU

ITS AND VEGETABLES

Autori:    M. Bernic, N. Ţislinscaia, M. Balan, V. Vișanu, M. Melenciuc

Brevet:  MD 4550 

Descrierea lucrării: Instalaţia de uscare pentru fructe și legume este constituită din carcasă, pe care 
este  montată camera de uscare la care este ajustat un ventilator centrifugal prin interme-
diul unui generator de căldură; tot la camera de uscare este unit un canal de reciclare, care 
este ajustat la un condensator, ce este unit cu un ventilator centrifugal printr-un canal inter-
mediar. Pe camera de uscare este montat un generator de microunde, iar în partea inferioa-
ră a ei se afl ă o cameră intermediară, în care este amplasat un cântar; tot în partea inferioară 
a camerei de uscare este montat un capac, pe care este amplasat un indicator de CO

2 
 și un 

receptor de CO
2
.

Work description: The drying plant for fruits and vegetables consists of a housing, on which is 
mounted the drying chamber to which a centrifugal fan is fi tted by means of a heat gen-
erator; also in the drying chamber is attached a recycling channel, which is adjusted to a 
condenser, which is joined with a centrifugal fan through an intermediate channel. On the 
drying room is mounted a microwave generator, and at the bottom of it is an intermediate 
room, in which a scale is located; also in the lower part of the drying chamber is mounted a 
lid, on which is placed a CO

2
 indicator and a CO

2
 receiver.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa și scopul invenţiei constă în optimizarea 
procesului de uscare a fructelor și legumelor, prin aplicarea a trei metode de uscare într-o 
singură instalaţie; uscarea prin convecţie, uscarea cu aplicarea microundelor și uscarea în 
mediu de CO

2 
cu aplicarea microundelor, cu aplicarea convecţiei sau combinarea lor. Apli-
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carea metodelor date de uscare vor infl uienţa pozitiv calităţile organoleptice și tehnologice 
ale produsului, ceea ce va mări durata lui de păstrare, pentru ca mai apoi să fi e procesat sau 
exportat sub formă de semifabricat peste hotarele Republicii Moldova.  

B 50  DISPOZITIV ŞI METODĂ DE MĂSURARE A REZISTENŢEI SENZORULUI PE BAZĂ 

DE OXIZI SEMICONDUCTORI NANOSTRUCTURAŢI ÎN DIAPAZON DE ORDINUL 

MICROWAŢILOR / DEVICE AND METHOD FOR MEASURING THE RESISTANCE OF A 

SENSOR BASED ON NANOSTRUCTURED SEMICONDUCTOR OXIDES IN THE RANGE 

OF THE ORDER OF MICROWATTS

Autori:    Valeri Verjbiţki, Oleg Lupan, Serghei Railean 

Brevet:  MD 1269

Descrierea lucrării: Dispozitivul include o sursă de tensiune de referinţă reglabilă conectată la ieșirea 
unui microcontroler și unită în serie cu senzorul cercetat și un rezistor de referinţă, punctul 
de legătură al căruia cu senzorul cercetat este conectat la intrarea microcontrolerului. 
Metoda constă în măsurarea tensiunii sursei de tensiune de referinţă, măsurarea căderii de 
tensiune pe rezistorul de referinţă, calcularea căderii de tensiune pe senzor. Se calculează 
valoarea curentului care trece prin nanostructură, puterea aplicată pe nanostructură și se 
setează valoarea tensiunii de referinţă astfel, încât puterea să nu depășească valoarea ma-
xim admisibilă.

Work description: The  device  comprises an adjustable reference voltage source connected to the 
output of a  microcontroller and connected in series to the investigated nanostructured 
sensor and to the reference resistor, the connection point of which to the investigated sen-
sor is connected to the input of the microcontroller. 
The method consists in: measuring the voltage of the reference voltage source, measuring 
the voltage drop across the reference resistor, calculating the voltage drop across the inves-
tigated nanostructure. Current fl owing through the nanostructure and the applied power 
to the nanostructure are calculated and it is set the value of the reference voltage so that the 
electrical power will not exceed the maximum permitted value.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la domeniul tehnicilor de măsurare şi 
poate fi  utilizată în dispozitivele de măsurare în care sunt utilizaţi senzori pe bază de oxizi 
semiconductori nanostructuraţi, care  prezintă un deosebit interes știinţifi c pentru comuni-
tate și pot reprezenta un pas esenţial în domeniul materialelor hibride noi cu performanţe 
ridicate pentru aplicaţii practice în domeniul automobilelor, al monitorizării mediului, al in-
dustriei chimice și al diagnosticării medicale.

B 51  DISPOZITIV DE MĂSURARE A PARAMETRILOR SENZORULUI PE BAZĂ DE OXIZI 

SEMICONDUCTORI NANOSTRUCTURAŢI ÎN DIAPAZON DE ORDINUL MICRO

WAŢILOR / DEVICE FOR MEASURING THE PARAMETERS OF A SENSOR BASED ON 

NANOSTRUCTURED SEMICONDUCTOR OXIDES IN THE RANGE OF THE ORDER OF 

MICROWATTS

Autori:    Valeri Verjbiţki, Oleg Lupan, Serghei Railean

Brevet:  MD 1270

Descrierea lucrării: Dispozitivul de măsurare a parametrilor senzorului pe bază de oxizi semicon-
ductori nanostructuraţi în diapazon de ordinul microwaţilor include o sursă de tensiune de 
referinţă reglabilă, conectată în serie cu un senzor cercetat și o rezistentă etalon, căderea 
totală a tensiunii pe senzor și rezistenţa etalon și, separat, căderea de tensiune pe rezistenţa 
etalon fi ind aplicate la intrările a două convertoare analogic-digitale ale unui microcontroler 
prin două amplifi catoare operaţionale, ieșirile microcontrolerului sunt conectate print-un 
convertor digital-analogic la intrarea sursei de tensiune de referinţă reglabilă și la un ecran 
pentru afi șarea rezultatelor obţinute.


